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ředitel ¼stavu V§m v souladu se z§konem ļ.111/1998 o vysokĨch ġkol§ch a se Studijn²m a 

zkuġebn²m Ś§dem VUT v BrnŊ urļuje n§sleduj²c² t®ma bakal§Śsk® pr§ce: 

 

VĨvoj nosiļe vzorkŢ pro mŊŚen² elektrickĨch vlastnost² v UHV SEM 

 

Struļn§ charakteristika problematiky ¼kolu: 

V souļasn® dobŊ firma Tescan ve spolupr§ci s Đstavem fyzik§ln²ho inģenĨrstv² vyv²j² ultravakuovĨ 

rastrovac² elektronovĨ mikroskop (UHV SEM). Byla navrģena UHV komora, do kter® byl ¼spŊġnŊ 

instalov§n elektronovĨ tubus, kterĨ byl adaptov§n pro UHV. Toto zaŚ²zen² mus² umoģŔovat vkl§d§n² 

a transport vzorkŢ v podm²nk§ch UHV. KromŊ tohoto transportn²ho syst®mu je tŚeba, aby u 

vloģenĨch vzorkŢ bylo moģn® prov®st mŊŚen² elektrickĨch vlastnost² pŚi velk®m rozsahu teplot. Z 

tohoto dŢvodu je tŚeba navrhnout nosiļ vzorku a drģ§k nosiļe vzorku s alespoŔ ġesti elektrickĨmi 

kontakty. Vzorek je tŚeba um²stit na piezoelektrickĨ skener mikroskopu atom§rn²ch sil. N§slednŊ 

budou s t²mto nosiļem vzorku provedena testovac² mŊŚen² s c²lem ovŊŚit jeho funkļnost. 

 

C²le bakal§Śsk® pr§ce: 

1. ProveŅte reġerġn² studii v souļasnosti pouģ²vanĨch nosiļŢ vzorkŢ pro UHV. 

2. Zkonstruujte konstrukci drģ§ku vzorkŢ umoģŔuj²c² ohŚev, chlazen² a mŊŚen² teploty vzorku. 

3. Zkonstruujte konstrukci z§sobn²ku vzorkŢ. 

4. ProveŅte testovac² mŊŚen² s c²lem ovŊŚit funkļnost nosiļe vzorku. 
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